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Wszechstronny mikroskop konfokalny do zaawansowanego
obrazowania i analizy topografii powierzchni

Witamy w fascynujgcym swiecie obrazowania konfokalnego. LSM 900, konfokalny

o laserowy mikroskop skanujgcy firmy ZEISS, to najwitasciwszy mikroskop do zaawan-
Zalety sowanych badan i analiz materiatowych. Wykorzystaj go do oceny mikrostruktur

Zastosowania i powierzchni 3D w swoim laboratorium lub osrodku z badawczym. Rozbudowujgc
System swoj klasyczny mikroskop $wietlny ZEISS Axio Imager.Z2m lub odwrocony mikroskop

ZEISS Axio Observer 7 o modut LSM 900, potgczysz w jednym urzadzeniu wszystkie
niezbedne metody kontrastowania stosowane w mikroskopii swietlnej z najwyzszej
precyzji analiza topografii materiatow. Bez koniecznosci zmiany mikroskopu oszcze- i
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dzasz czas, zyskasz rowniez korzysci ptynace z automatyzagji, nie tylko podczas akwi-
zycji danych, ale takze podczas ich pdzniejszego przetwarzania. Ponadto, LSM 900
zawsze daje Ci korzy$¢ w postaci nieniszczacego, bezdotykowego obrazowania
konfokalnego, na przyktad podczas oceny chropowatosci powierzchni.
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Prostszy. Madrzejszy. Bardziej zintegrowany.

Wiecej informacji dzieki potaczeniu
mikroskopii swietlnej i konfokalnej

ZEISS LSM 900, wysokiej klasy platforma kon-
fokalna, zostata stworzona z mysla o wymagaja-
cych zastosowaniach materiatowych zarowno

w 2D, jak i 3D. Wszystko, czego potrzebujesz do
wykonywania wszechstronnych analiz, to jeden
mikroskop. Mozesz charakteryzowac topografie
struktury probki i oceniac chropowatos¢ powierzchni
za pomoca bezdotykowego obrazowania konfokal-
nego. Okreslaj grubosc powtok, nie niszczac ich
przy tym. Analizuj obraz mikroskopowy, stosujac
wszelkie dostepne na rynku techniki kontrastowe,
zardwno w $wietle odbitym, jak i przechodzacym,
w tym polaryzacje i fluorescencje. Charakteryzuj
probki metalograficzne w swietle odbitym oraz
cienkie warstwy skat lub polimeréw w $wietle

przechodzacym.

Wydajne badanie prébek

Mozliwo$¢ wykonywania analiz i obrazowania na
nowych materiatach i strukturach bez konieczno-
$ci zmiany mikroskopdw skraca czas ustawiania

i oczekiwania na wynik. Mozesz zoptymalizowac
procesy dzieki automatycznemu pozyskiwaniu
danych w wielu miejscach na probce. Przejmij petna
kontrole nad swoimi danymi i ich pozniejszym prze-
twarzaniem. Pole skanowania o rozdzielczosci do
6144 x 6144 pikseli zapewnia petna elastycznos¢
w zakresie rozmiaru i orientacji obszaru skanowa-

nia. Uzyskasz tylko ten obszar, ktéry Cie nteresuje.

Rozszerzony zasieg obrazowania

Jednostka konfokalna zwieksza mozliwosci w zakre-
sie szeroko zakrojonych badan. Rozbudowujac swoj
pionowy mikroskop Axio Imager.Z2m lub odwrécony
mikroskop Axio Observer 7 o LSM 900, uzyskasz
dodatkowa korzysc wynikajaca z jego uniwersalno-
$ci pod wzgledem wyposazenia, np. obiektywdw,
stolikow i oswietlenia, a takze oprogramowania

i komunikacji z urzadzeniami zewnetrznymi.
Skorzystaj z opcjonalnego oprogramowania

ZEISS ZEN Intellesis, samouczacego sie rozwigzania
do segmentacji obrazu, aby zidentyfikowac rozne
fazy ztozonych probek. Dodaj ZEISS ZEN Connect

i ZEISS ZEN Data Storage, aby inteligentnie zarza-
dza¢ danymi i czerpac korzysci z centralnej bazy
danych. W ten sposéb mozesz analizowac w odpo-
wiednim kontekscie wszystkie dane z réznych
metod obrazowania, narzedzi lub eksperymentdw,

w ktorych bierze udziat wiecej uzytkownikéw.
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Twoj wglad w technologie w tle

Zasada konfokalnosci - obrazowanie catej préobki w 3D

LSM 900 to system mikroskopowy, ktéry wykorzystuje punktowe $wiatto laserowe do sekwencyjnego reje-
strowania zdefiniowanych sekcji optycznych prébki i tgczenia ich w trojwymiarowy stos obrazéw. Gtéwnym
elementem mikroskopu konfokalnego jest specjalna przystona polowa, tzw. przystona konfokalna (z ang.
pinhole), umiejscowiona w torze optycznym w taki sposob, aby do detektora docieraty tylko informacje
z pfaszczyzny ostrosci, zas informacje spoza niej byty blokowane. Obraz jest generowany przez skanowanie
w osiach x,y. Informacje z ptaszczyzny ostrosci sg jasne, natomiast te spoza niej sa ciemne. Poprzez zmiane
odlegtosci pomiedzy prébka a soczewka obiektywu prébka jest dzielona optycznie w sposéb nieniszczacy

i generowany jest stos obrazow. Analizujac rozktad intensywnosci pojedynczego piksela, w stosie obrazow
mozna obliczy¢ odpowiednig wysokos¢ obiektu. Informacje o wysokosci na catym polu widzenia taczy sie

nastepnie w mape wysokosci.

__Detektor

,_ Przystona konfokalna

Skanowana objetos¢

Ptaszczyzna ostrosci

Schemat zasady konfokalnosci. Informacje z ptaszczyzny

ostrosci (z6tte). Informacje spoza ptaszczyzny ostrosci
(czerwone i niebieskie linie przerywane).

A
Z (gora)
R / 3
/A -
5/ o2 | (maks)
4 ¢
7 ‘
Z (dof) Nasilenie /;

Stos obrazdéw.

Rozktad intensywnosci jednego piksela w stosie obrazéw.

Powierzchnia probki, reprezentacja 2.5D.
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Zaufaj obiektywom C Epiplan-APOCHROMAT

Wykorzystaj serie obiektywdw C Epiplan-APOCHROMAT o niepowtarzalnej zdolnosci rozdzielczej, skorygo-
wanych apochromatycznie w ptaskim polu, aby spetni¢ najwyzsze wymagania w zakresie zastosowan $wiatta
odbitego. Dzigki temu uzyskasz korzysci ptynace z obrazowania o zwigkszonym kontrascie i wysokiej transmisji

w widzialnym zakresie spektralnym. Uzyskasz optymalne wyniki w konwencjonalnej mikroskopii szerokokatnej,

w interferencyjnym kontrascie roznicowym (DIC) i fluorescencji. Obiektywy C Epiplan-APOCHROMAT s3 specjalnie
zaprojektowane dla mikroskopii konfokalnej, osiagajac minimalne aberracje przy dtugosci fali 405 nm w catym
polu widzenia. Zoptymalizowane obiektywy generuja doktadne dane topograficzne z mniejsza iloscia szumaow

i artefaktow rozpraszajacych, dzieki czemu ujawniaja wiecej szczegdtdéw dotyczacych badanej powierzchni.

5o 8e sl

50588 8]

Wspotczynnik Strehla a dtugosc¢ fali
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—— Obiektyw C Epiplan-APOCHROMAT 50x/0,95
—— bez korekty dla 405 nm

Dziatanie specjalnie zaprojektowanych obiektow do mikroskopii konfokalnej. Po lewej: wynik obrazowany za pomocq obiektywu bez korekty
dla 405 nm. Po prawej: wynik obrazowany za pomocq obiektywu C Epiplan-APOCHROMAT dla tréjwymiarowego widoku z wyodrebniong
linig profilu. Podczas gdy zaréwno artefakty na krawedziach, jak i szumy na powierzchni ptaszczyzny sq wyraZznie widoczne na obrazie po
lewej stronie, artefakty nie sq obserwowane po prawej stronie.

Ocena jakosci optycznej obiektywow C Epiplan-APOCHROMAT
za pomocq wspdtczynnika Strehla. Jest to miara jakosci rzeczy-
wistego systemu w stosunku do teoretycznie doskonatego
systemu o wartosci 1.

Linia przerywana: 405 nm, zoptymalizowana dtugosc fali
lasera konfokalnego.
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Rozszerz swoje mozliwosci

Najwyzsza jakos¢ we wszystkich technikach kontrastowania

Jasne i ciemne pole widzenia:

maksymalna jednorodnos¢ i tto bez
rozproszonego sSwiatta

W technice jasnego pola w $wietle odbitym mikro-
skop Axio Imager 2 zapewnia jednorodne o$wietle-
nie i wyjatkowy kontrast. Dzieki zminimalizowaniu
wptywu $wiatta rozproszonego i zmniejszeniu
aberracji barwnej swiatta w kontrascie ciemnego
pola mozliwa jest ocena najtrudniejszych probek,

a obraz robi wrazenie nawet w przypadku najdrob-
niejszych struktur. Do przetaczania miedzy techni-
kami wystarczy jedynie prosty obrét. Statywy

z napedem automatycznym umozliwiajg szczegolnie
szybka i wygodng prace przy réznych technikach
obserwacji.

C-DIC: idealny kontrast dla kazdej struktury
Kontrast interferencyjno-rézniczkowy w swietle
spolaryzowanym kotowo (C-DIC) jest technika
polaryzacyjna, ktora w przeciwienstwie do zwy-
ktego kontrastu interferencyjno-rézniczkowego
(DIC) wykorzystuje swiatto spolaryzowane kotowo.
Technika ta ma wiele istotnych zalet dla kontrasto-
wania przestrzennie utozonych struktur obiektow.

Probka nie musi byc¢ juz obracana w celu uzyskania

Odlew z miedzi, jasne pole.
Obiektyw: EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0, 5.

najlepszego kontrastu i jakosci obrazu, jak ma to
miejsce w przypadku klasycznego kontrastu DIC.
Przy polaryzacji kotowej, bez wzgledu na orientacje
probki, wystarczy po prostu wyregulowac potoze-
nie pryzmatu C-DIC, aby uzyskac najlepsza jakosc¢
obrazu, niezaleznie od tego, czy optymalizujemy
kontrast czy rozdzielczos¢. Doskonata, jednorodna
jakos¢ obrazu jest mozliwa dzieki zastosowaniu
jednego pryzmatu C-DIC.

Odlew z miedzi, ciemne pole.
Obiektyw: EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0,5.

Odlew z miedzi, C-DIC.
Obiektyw: EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0,5.



Rozszerz swoje mozliwosci

. Najwyzsza jakos¢ we wszystkich technikach kontrastowania
W skrécie

Zalety Jasne pole Ciemne pole
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Polaryzacja Polaryzacja z ptytka lambda
. Technika Swiatto Swiatto

kontrastowania odbite przechodzace
Jasne pole [ [ ]

Ciemne pole [ J [ ]

DIC [} [}

C-DIC [ J

Fluorescencja [

Kontrast fazowy [ )

Polaryzacja [ [

Probka: czyste aluminium; obiektyw: EC Epiplan-NEOFLUAR
10x/0,25, ta sama struktura zarejestrowana przy uzyciu réznych
technik kontrastowania.



Rozszerz swoje mozliwosci

Analizuj powierzchnie 3D za pomoca

W skrocie Sample Part User information
,,,,,,,,,,,, oprogramowania ConfoMap User name Joho Do
572005 User company Carl Zeiss Microscopy
Zalety ConfoMap jest idealng opcja wizualizacji i kontroli Document name  CoppersurfaceForPLmnt
,,,,,,,,,,,, . . ) Creation date 21.01,2019
) mierzonych powierzchni w 3D. Pozwala to na Comment
Zastosowania L } i Surface Analysi
,,,,,,,,,,,, ocene jakosci i parametréw funkcjonalnych nalysis e

powierzchni zgodnie z najnowszymi normami
) metrologicznymi, np. ISO 25178. Idealne pota- o : D D B
TeChnrcr)rlégféﬂsrzczegO*y czenie badan geometrycznych i funkcjonalnych -
z pomiarami chropowatosci dla uzyskania petnego
"""""" raportu z analizy powierzchni. Dodaj opcjonalne 200
moduty do zaawansowanej analizy tekstury
powierzchni, analizy konturow, zliczania ziaren e
i czastek, analizy 3D Fouriera, analizy ewoludji

powierzchni oraz statystyki.

2 4 ] B llO%
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Y iy o okl U T e, AR T YA N
LR \/
Wizualizuj topografie za pomocg map wysokosci. ~100 Af F
-150
-180 r T T T r T
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 638pm
Parameters  Value  Unit
Length 638 pm

Skorzystaj z funkcjonalnosci ConfoMap. Wykonuj analizy i uzyskaj wiecej informacji na temat probki: kodowana kolorami mapa wysokosci
(u gory po lewej), krzywa Abbota-Firestone'a (u gory po prawej), tabela parametréw chropowatosci (posrodku po lewej), lokalizacja
wyodrebnionego profilu na mapie wysokosci 3D (posrodku po prawej), profil z mapy wysokosci 3D (na dole).
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Rozszerz swoje mozliwosci

Wydajniejsza praca dzieki automatycznemu
pozyskiwaniu danych

Struktura powierzchni zalezy, miedzy innymi, od
procesu obrobki. Aby znalez¢ optymalne parametry
procesu, zwykle analizuje sie i ocenia strukture
powierzchni. System LSM 900 umozliwia rejestracje
danych pomiarowych w kilku punktach proébki,
uzyskujac w ten sposéb informacje statystyczne
na temat rozmieszczenia struktury powierzchni.
Dzieki zastosowaniu stolika z automatyka przesuwu
w osiach x,y da sie takze zmierzy¢ duzg liczbe
probek. A wszystko to mozna zrobi¢ w jednym
procesie, dzigeki wysokiej powtarzalnosci warunkéw
rejestrowania, zachowujac petng porownywal-
nos$¢ wynikow. Wykorzystaj czas, ktory zaoszcze-

dzisz dzieki automatyzacji, na zaplanowanie
kolejnych eksperymentéw. Badanie parametréw polerowania laserowego na prébce 316L, pola 1-6 rejestrowane z rosngcq mocq lasera.

0

Laserowo polerowana powierzchnia probki stali nierdzewnej. Widok 3D kodowanej kolorami mapy wysokosci pokazuje strukture powierzchni obszaréw o réznych parametrach procesu. Powierzchnia detalu
w polu 2 (po lewej), powierzchnia detalu w polu 4 (srodek), powierzchnia detalu w polu 6 (po prawej). Obrazowany obszar: powierzchnia z sgsiadujgcych pol 2x2, obiektyw: C Epiplan-APOCHROMAT 10x/0,4.



Rozszerz swoje mozliwosci

Zaawansowane metody przetwarzania

obrazu przy uzyciu oprogramowania

ZEISS ZEN Intellesis

ZEISS ZEN Intellesis, dodatkowy modut oprogramowa-
nia do cyfrowej obrobki obrazu ZEISS ZEN, rozszerza
mozliwosci segmentacji ztozonych obrazéw materia-
toznawczych. Algorytm ZEN Intellesis dziata niezaleznie
od mikroskopu, ktory zostat uzyty do pozyskania
obrazu, tworzgc model do automatycznej segmentacji.
Po odpowiednim wytrenowaniu modelu mozna uzy-
wac go wielokrotnie do tego samego rodzaju danych,
zachowujac spojnosc i powtarzalno$¢ segmentacji,
niezaleznie od operatora. ZEN Intellesis to prosty

w obstudze cykl dziatania, ktory pozwala kazdemu
uzytkownikowi mikroskopu na szybkie wykonywanie
zaawansowanych zadan segmentacji.

m Skorzystaj z zaawansowanych algorytméw uczenia
maszynowego do klasyfikacji opartej na pikselach.

m  Po prostu znakuj obiekty, ucz swoj model i segmen-
tuj obrazy - bez potrzeby umiejetnosci w zakresie
specjalistycznej analizy obrazow.

m Segmentuj dowolny rodzaj danych graficznych
w 2D lub 3D.

m \Wykorzystuj dane z mikroskopii swietlnej,
elektronowej, jonowej lub rentgenowskiej,
a nawet z telefonu komdérkowego.

m  Przyspiesz proces segmentacji obrazu dzieki

wykorzystaniu wielordzeniowosci procesorow

Segmentacja przekrojow powtok wykonana przy uzyciu ZEN Intellesis. Obrazy z mikroskopu swietlnego po lewej stronie i segmentowane
obrazy po prawej stronie. Kazdy kolor na obrazie segmentowanym reprezentuje innq warstwe powtoki. Stal ocynkowana obrazowana
L] ZWiekSZ tolerancje na niski vvspé’fczynnik stosunku z jasnym polem (gdra). Wysokotemperaturowa skala korozji na 9 % stali chromowej, obrazowana w jasnym polu (srodek). Powtoka
termotransferowa, obrazowana z kontrastem C-DIC (na dole). TWI Ltd., Cambridge, Wielka Brytania.

i akceleracji z uzyciem procesora graficznego GPU.

sygnatu do szumu i inne artefakty.
10
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Rozszerz swoje mozliwosci

Dobierz odpowiednia kamere

Dobrze wiesz, jak wazna jest szczegdtowa doku-
mentacja wynikéw w Twojej codziennej pracy.
Obrazy o wysokim kontrascie dostarczaja infor-
macji na temat jakosci komponentdw, a krotki
czas akwizycji pozwala utrzymac wydajnosc
procesdw. Kamery mikroskopowe ZEISS Axiocam
oferuja rozwigzania dostosowane do Twoich
potrzeb. Ciesz sie wspaniatymi obrazami

z najdrobniejszymi réznicami kolorystycznymi
nawet najmniejszych szczegotow dzieki
Axiocam 503 color.

OAD: interfejs uzytkownika do

oprogramowania ZEN

Czy masz specjalne zastosowanie, ktére wymaga
funkcjonalnosci wykraczajacej poza podstawowe
oprogramowanie ZEN? Jesli tak, wybierz zinte-
growane $rodowisko OAD (Open Application
Development) firmy ZEN. Z OAD tworzysz wiasne
rozwigzanie, wykorzystywane jako makro. Ciesz
sie z korzysci ptynacych z tatwego dostepu do nie-
zbednego zestawu funkcji ZEN oraz mozliwosci
wigczenia bibliotek takich jak .NET Framework.

m Personalizuj i automatyzuj swoje przebiegi pracy.
m \Wymieniaj dane z zewnetrznymi programami,
takimi jak MATLAB.

Rozszerz zakres zastosowan dzieki

odpowiednio dopasowanemu laserowi

Do wyboru sg dwie opcje:

m  System jednokanatowy z modutem lasera ultra-
fioletowego (modut U, dtugosc fali 405 nm)
odpowiada produktowi z laserem klasy 2. Jego
krotka dtugosc fali umozliwia obrazowanie
z wysoka rozdzielczoscig boczng do 120 mm
W 0Si X, Y, Z.

= System dwukanatowy do zastosowan takich jak
np. obrazowanie wzrostu komorek na biomate-
riatach, z czterema dtugosciami fal laserowych —
modut laserowy URGB: 405, 488, 561, 640 nm.
Ta konfiguracja poza klasycznym trybem
odbiciowym pozwala na prace w trybie

fluorescencyjnym.



Rozszerz swoje mozliwosci

Mikroskopia korelacyjna z uzyciem

ZEISS Axio Imager 2: faczenie swiatow
mikro i nano

Szukasz sposobu na skuteczne potaczenie obrazo-
wania i metod analitycznych? Interfejs Shuttle &
Find oferuje tatwy w uzyciu, wysoce wydajny
proces przejscia z mikroskopu swietlnego do
elektronowego i odwrotnie. Tego typu taczenie
pracy z dwoma systemami nigdy nie byto tak
tatwe. Precyzyjny, btyskawiczny powrdt do
obszarow zainteresowania zwieksza wydajnosc.
Zamiast marnowac cenny czas na wyszukiwanie
mozesz teraz uzyskac zupetnie nowy wglad

w swoje probki za pomoca kilku kliknie¢ myszka.
Oznaczone w jednym systemie interesujgce Cie

obszary przenosisz automatycznie do drugiego

mu. Otwieraj nowe wymiary informacji
systemu. Otwieraj nowe wymiary informacj z kontrastem szerokopolowym (u gory po lewej), skanujqcy mikroskop elektronowy (SEM) z mapowang energetycznie dyspersyjnq
w wielu zastosowaniach anallzy materiatow, spektroskopiq rentgenowskq (EDS) (u gdry po prawej), kodowana kolorystycznie mapa wysokosci (u dotu po lewej), sygnat elektronu

7 pejma powta rzalnoécia. wstecznie rozproszonego (BSE) w SEM (u dotu po prawej).

. Badanie stopnia zuzycia na styku elektronicznym: mikroskop swietlny (LM), obraz uzyskany w technologii Extended Depth of Field (EDF)

12



ZEISS LSM 900 w pracy: materialoznawstwo

Laserowo polerowana powierzchnia stopu. Widok 3D kodowanej kolorami mapy wysokosci, C Epiplan-APOCHROMAT 20x/0,7.

Zrozumienie wiasciwosci materiatow jest kluczem do
tworzenia innowacyjnych produktow. Wiekszos¢ z tych
produktow bedzie oparta na nowo powstajgcych
materiatach, a ich charakterystyczne wiasciwosci umoz-
liwig opracowanie i uksztattowanie nowych rozwigzan.
Jedna z takich cech jest mikrostruktura materiatu,
poniewaz jest ona silnie zwigzana z jego wihasciwo-
$ciami. Struktura powierzchni wptywa réwniez na funk-
cje wielu komponentow i produkowanych czesci.
Ponadto, dzieki nowatorskim procesom produkcyj-
nym, mozliwosci projektowania stale sie poszerzaja.

Typowe zadania i zastosowania

= Charakterystyka wiasciwosci materiatu
m  Analiza chropowatosci powierzchni

= Metalografia

m  Pomiar grubosci powtok

m Pomiar wysokosci

= Mikroskopia fluorescencyjna

Korzysci z uzytkowania mikroskopu

ZEISS LSM 900

m  Obrazowanie probek metalograficznych z szeroka
gama technik kontrastowych.

m | okalizowanie obszaréw zainteresowania z odpo-
wiednimi kontrastami i wykonywanie analiz
topograficznych.

m Wykorzystywanie kontrastu fluorescencyjnego do
identyfikowania matych peknie¢ na powierzchni po
impregnacji barwnikami fluorescencyjnymi.

= \Wykorzystywanie catego zestawu metod analizy,
aby znalez¢ informacje o nieznanych materiatach.
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ZEISS LSM 900 w pracy: materialoznawstwo
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Drukowany obwdd grafitowy na podtozu. Widok 3D kodowanej Znak zuzycia na powierzchni polimeru. Trojwymiarowy widok Korozja wzerowa na polerowanej powierzchni. Tréjwymiarowy
kolorami mapy wysokosci z pomiarem wysokosci skoku w profilu. kodowanej kolorami mapy wysokosci. widok kodowanej kolorami mapy wysokosci.
Obiektyw: C Epiplan-APOCHROMAT 20x/0,7. Obiektyw: C Epiplan-APOCHROMAT 50x/0,95. Obiektyw: C Epiplan-APOCHROMAT 50x/0,95.

4

Dwuwarstwowy uktad polimeru ztoZonego, pomiar grubosci Mikrograf baterii litowo-jonowej w kontrascie jasnego pola. Rézne rozmiary austenitu i ziaren ferrytu w poblizu spoiny
warstwy. w stali nierdzewnej duplex. Prébka: dzieki uprzejmosci TWI Ltd.,
Wielka Brytania.



Mikroskop ZEISS LSM 900 w pracy: branza wytworcza i montazowa

Hm |lIIleII
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0.0

Tekstura powierzchni w standardzie geometrycznym (ISO 5436-1, typ C), widok 3D zakodowanej kolorami mapy wysokosci z parametrem

chropowatosci 1SO 25178.
Obiektyw: C Epiplan-APOCHROMAT 20x/0,7.

Struktura powierzchni wptywa na funkcjonalnos¢
produkowanej czesci. Powierzchnie o niskim
wspotczynniku tarcia pomagaja tworzyc¢ bardziej
wydajne systemy mechaniczne i zmniejszac na
przyktad emisje dwutlenku wegla w przemysle
transportowym i towarowym. Analiza tekstury
pomaga w ocenie wrazenia estetycznego widocz-
nych powierzchni, takich jak metal szczotkowany
w towarach luksusowych. Monitorowanie procesu
produkcyjnego ma kluczowe znaczenie dla uzy-
skania prawidtowe] funkcjonalnosci materiatu.

Typowe zadania i zastosowania

m Analiza chropowatosci powierzchni
m Metalografia

m  Pomiar grubosci powtok

m Pomiar wysokosci

= Mikroskopia fluorescencyjna do identyfikacji
obszaréw/barwnikéw fluorescencyjnych

Korzysci z uzytkowania mikroskopu

ZEISS LSM 900

m Wieksza wydajnos¢ dzieki automatycznemu
zbieraniu danych.

m  ConfoMap utatwia tworzenie raportéw dla
dokumentacji.

= Charakteryzowanie tekstury powierzchni zgodnie
z migdzynarodowymi normami, np. ISO 25178.

m \Wsparcie szerokiego zakresu badan do analizy
wiasciwosci materiatu, takich jak analiza 3D
Fouriera, badania objetosciowe i segmentacja
obiektow.
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Mikroskop ZEISS LSM 900 w pracy: branza wytworcza i montazowa
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uzyskac w raporcie. Kodowana kolorami mapa wysokosci i wyniki (po lewej). Widok 3D kodowanej kolorami mapy wysokosci (po prawey). Obiektyw: C Epiplan-APOCHROMAT 50x/0,95.
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Mikroskop ZEISS LSM 900 w pracy: kryminalistyka

Kodowany kolorami tréjwymiarowy widok elementu dyfrakcyjnego na dokumencie.

Codziennych zadan kryminologa nie mozna nazwac
rutynowymi. Moga wymagac przeanalizowania
potencjalnie zmanipulowanego podpisu lub zba-
dania papieru, na ktorym sie on znajduje. Byc
moze trzeba bedzie przyjrzec sie indywidualnej
topografii iglicy pistoletu lub poszukac sladow
materiatu dowodowego na tkaninie. Albo prze-
analizowac¢ dokumenty pod katem autentycznosci
lub zidentyfikowac w nich znaki bezpieczenstwa
w celu zapobiegniecia naduzyciom - oznacza to
rozpoznawanie elementow dyfrakcyjnych, ktore sa
powszechnie stosowane w ochronie dokumentow
lub produktow.

Typowe zadania i zastosowania

m Analiza struktury powierzchni elementow
dyfrakcyjnych

m Analiza topograficzna

m Wykrywanie czasteczek fluorescencyjnych

m Wykrywanie réznic w atramencie

Korzysci z uzytkowania mikroskopu

ZEISS LSM 900

Odkrywaj najmniejsze szczegoty powierzchni,
korzystajac z wysokiej rozdzielczosci obrazowania
do 6144 x 6144 pikseli z wykorzystaniem fali
lasera o dtugosci 405 nm. Techniki kontrastowe
ciemnego pola i fluorescencji dostarczaja dodat-
kowych informacji pomocnych w dochodzeniu.
Metoda bezdotykowego obrazowania chroni
wrazliwe prébki przed zniszczeniem.
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Mikroskop ZEISS LSM 900 w pracy: surowce

Piaskowiec. Tréjwymiarowa reprezentacja fluorescencyjnego barwnika do wizualizacji porowatosci, obraz z sqsiadujgcych pdl 4x4.
Obiektyw: EC Epliplan-APOCHROMAT 20x/0,6.

Dzieki wiasciwosciom fluorescencyjnym skat system
LSM 900 moze pomdc w identyfikacji potencjal-
nych wgtebien i analizie porowatosci. Dowiedz
sie, dokad migruje olej za pomoca fluorescencyj-
nych obrazow 2D i 3D inkluzji ptynow naftowych.
Na tej podstawie ujawnione zostanie bogactwo
informacji na temat jakosci zbiornika.

Typowe zadania i zastosowania

m Petrologia organiczna

m Petrografia

m Mineralogia optyczna

m Analiza chropowatosci powierzchni

Korzysci z uzytkowania mikroskopu

ZEISS LSM 900

m Badanie struktury skat przy pomocy Swiatta
przechodzacego.

m W przypadku probek o cienkich przekrojach
stosowanie mikroskopii $wiatta spolaryzowa-
nego w Swietle odbitym i przechodzacym.

m  Obrazowanie duzych obszaréw poprzez faczenie
sasiadujgcych pol widzenia, aby uzyskac dane
wystarczajace do oceny.

m \Wykorzystywanie kontrastu fluorescencyjnego
do identyfikacji obszaréw z barwnikami

fluorescencyjnymi.
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Mikroskop ZEISS LSM 900 w pracy:

materiaty biologiczne i zastosowania medyczne

Rozmieszczenie komorek na powierzchni metalu, kolor szary: powierzchnia tytanu, kolor zielony: wielokanatowa analiza komorek,
charakterystyka struktury powierzchni, obrazowanie fluorescencyjne komarek.

W badaniach materiatow biologicznych do zasto-
sowan medycznych zrozumienie interakcji miedzy
materiatem nieorganicznym implantu a organiczna
tkanka kostng odgrywa kluczowa role w pomysinym

powrocie pacjenta do zdrowia.

Typowe zadania i zastosowania

m  Badanie wzrostu komorek na powierzchniach
metalowych

m  Charakterystyka wzrostu bakterii na powierzch-
niach implantow

m  Modelowanie prochnicotworczego biofilmu
na szkliwie

m Analiza chropowatosci powierzchni

m  Analiza topograficzna

Korzysci z uzytkowania mikroskopu

ZEISS LSM 900

Unikalne potaczenie badawczego mikroskopu
$wietlnego z konfokalnym laserowym mikros-
kopem skanujacym pozwala na obrazowanie
struktury powierzchni materiatu nieorganicznego
przy jednoczesnym obrazowaniu komorek za
pomoca fluorescencji. Korzystaj z konfiguracji

z modutem URGB z czterema laserami do fluore-
scencji w celu identyfikacji roznych barwnikéw

fluorescencyjnych.
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Szeroki wybéor komponentow

1 Mikroskop
Axio Imager.Z2m lub Axio Observer 7

Port kamery

Stoliki reczne lub zautomatyzowane

2 Obiektywy

m C Epiplan-APOCHROMAT
LD C Epiplan-APOCHROMAT
EC Epiplan-NEOFLOUAR

3 Podswietlenie

m Modut lasera URGB (405, 488, 561, 640 nm)

= Modut lasera U (405 nm), system bezpieczenstwa
z laserem klasy 2

Swiatlo odbite
Halogen

HXP

Colibri 5/7
microLED
VIS-LED

Swiatto przechodzace

Halogen
LED

4 Modut skanujacy

m 1 detektor multialkaliczny (MA) PMT lub
2 detektory multialkaliczne (MA) PMT

m 1 dodatkowy detektor GaAsP PMT, MA PMT
lub Airyscan (optymalizowany dla obiektywow
40x lub 63x)

5 Oprogramowanie

m ZEN (edycja niebieska), zalecane moduty:
Topography, Tiles & Positions

m  ConfoMap, zalecane moduty:
2D Automotive, Contour Analysis
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Specyfikacja techniczna

Solid-State Light Source
Colibri 7

LSM 900

Axio Observer
Several solutions for incubation
will be offered. Axiocam

(by choice)

Anti-vibration plate Lamp housing
for Axio Observer HAL 100

Switching mirror
mot
% T-PMT

Scanning module
LSM 900

Axiocam
(by choice) &

Lamp housing
Axio Imager GELL T60

with TFT Monitor

*‘\L Anti-vibration plate

£ for Axio Imager

Component rack
LSM 900

Control computer

Power supply
unit

N

S

LCD TFT
flat screen monitor

% Mounting frame,

‘ adjustable

scanning mge\®

130 x 85 STEP
for upright stand

Controller 5

incl. joystick

Specimen holder,
adjustable

Mounting frame,
adjustable

Z-Piezo insert
with controller

Mounting frame,

~ adjustable

NE

S, =
Controller < § Scanning stage >
130 x 100 STEP \
for inverted stand

Definite Focus Definite Fo("5\®
Controller Module for stand

Small actively or passively damped system table,
900 x 750 x 830 mm (I x d x h)

or.

Large actively damped system table,

1200 (1290) x 900 (990) x 870 mm (I x d x h)
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Specyfikacja techniczna
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Specyfikacja techniczna
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Specyfikacja techniczna

Mikroskopy
Statyw Klasyczny: Axio Imager.Z2m; Odwrécony: Axio Observer 7
Naped Z Minimalny krok przesuwu 10 nm

Stolik XY (opcja)

Obiektywy

Modut skanujacy

Zautomatyzowany stolik do przesuwu w osiach XY: dla funkcji Mark & Find (xy) - oznaczanie i znajdowanie pozydji, a takze Tile Scan (Mosaic) -
sktadanie sasiadujacych pol widzenia w duzy obraz. Opcja Tile Scan nie jest dostepna przy pomiarach grubosci warstw. Minimalny krok przesuwu 0,2 pm

Dostepne ponad 40 obiektywow do $wiatta odbitego. Zalecane: klasy C Epiplan-APOCHROMAT (zaprojektowane specjalnie dla diugosci fali $wiatta 405 nm)

Skaner

Rozdzielczos¢ skanowania
Predkos$¢ skanowania
Powiekszenie optyczne
Obroét skanera

Pole skanowania
Przystona konfokalna

Tory optyczne

Modut detekdji

Dwa niezalezne, galwanometryczne lustra skanujgce liniowo z krétkim czasem powrotu

32 x 1 do 6144 x 6144 pikseli, ptynna regulacja (dla kazdej osi)

Do 8 obrazéw/s przy rozdzielczosci 1024 x 256 pikseli; do 2 obrazéw/s przy rozdzielczosci 1024 x 1024 pikseli

0,5x do 40x; ptynna regulacja

Mozliwo$¢ swobodnego obracania (360°), regulowana w krokach co 0,1°, dowolnie regulowane przesuniecie w osiach XY.
12,7 mm x 12,7 mm w ptaszczyznie obrazu posredniego z petnym oswietleniem pola widzenia

Jedna przystona konfokalna z ptynna regulacja wielkosci otwarcia i pozycji; sterowana automatycznie

W systemie jednokanatowym pojedynczy dzielnik $wiatta o kacie 10° zapewniajacy podziat Swiatta o wspodtczynniku 80:20 (tryb refleksyjny oraz fluorescencyjny).

W systemach wielokanatowych podziat $wiatta o wspotczynniku 80:20 dla lasera 405 nm oraz catkowite wyttumienie reflekséw dla linii laseréw 488, 561 i 640 nm.
Opatentowane wtorne filtry dichroiczne (Variable Secondary Dichroics - VSD) umozliwiajace ptynne zmiany zakresu widmowego Swiatta trafiajgcego na wybrane detektory.
Dodatkowe filtry emisyjne, ograniczajace spektrum rejestrowanego sygnatu dla obrazowania prébek z auto-fluorescencja lub probek o wysokim stopniu rozpraszania.

Detektory

Gtebia intensywnosci zapisu danych

Elektronika sterujaca

1 lub 2 detektory multialkaliczne (MA) PMT (wydajno$¢ kwantowa QE 25%)).

Dodatkowy detektor GaAsP PMT (wydajnos¢ kwantowa QE 45 %), MA PMT lub Airyscan (optymalizowany dla obiektywdw 40x lub 63x).
Detektor $wiatta przechodzacego (ESID lub T-PMT)

Dostepne tryby 8-bitowy i 16-bitowy

Automatyczne sterowanie mikroskopem, laserami, modutem skanujacym i akcesoriami dodatkowymi; pozyskiwanie danych i zarzadzanie synchronizacja poprzez elektronike
pracujaca w czasie rzeczywistym; logika nadprébkowania odczytu dla uzyskania najlepszej czutodci; szybki transfer danych pomiedzy elektronika sterujaca i komputerem do
obrébki obrazéw poprzez ztacze LVDS z mozliwoscia oceny danych online podczas pozyskiwania obrazu.
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Standardowe oprogramowanie

Oprogramowanie do obrazowania ZEN Pakiet sterujacy oprogramowania ZEN zapewnia petng kontrole mikroskopu w eksperymentach (topografia, pomiary grubosci warstw, fluorescencja, mikroskopia $wietlna).

z modutem topografii

ConfoMap

Pakiety opcjonalne ZEN

Oprogramowanie moze by¢ rozbudowywane o dodatkowe moduty spetniajgce dedykowane wymagania. Interfejs uzytkownika oraz tryb pomiaréw topografii i grubosci
warstw oferujg wygodny sposob konfiguracji wszystkich funkgji zautomatyzowanych modutu skanowania, lasera i mikroskopu. Oprogramowanie ZEN obejmuje obliczanie i
przetwarzanie informacji o wysokosci oraz przenoszenie danych topograficznych do oprogramowania do analizy ConfoMap.

ConfoMap to kompleksowe oprogramowanie do analizy i prezentacji danych topograficznych. Standardowy pakiet ConfoMap zawiera wiele badan analitycznych. Mozna
go rozbudowywac na potrzeby zaawansowanej analizy tekstury powierzchni, analizy wymiarowej, analizy wielkosci ziarna i czastek, analizy 3D Fouriera oraz analizy ewolugji
powierzchni i statystyki. Oparte na ugruntowane] technologii Mountains Technology® oprogramowanie ConfoMap podlega ciagtym udoskonaleniom dokonywanym przez
metrologéw i inzynieréw oprogramowania.

Tiles & Positions

Shuttle & Find

Open Application Development (OAD)

Experiment Designer

ZEN Intellesis

Lasery

Potezne narzedzie w zastosowaniach mikroskopii, ktore utatwia obrazowanie w wysokiej rozdzielczosci duzych obszaréw na probkach.

Interfejs mikroskopii korelacyjnej ZEISS, dla mikroskopéw $wietlnych, konfokalnych, elektronowych (SEM) i skaningowych mikroskopdw jonowych (FIB-SEM).
Pozwala zidentyfikowac obszar zainteresowania w jednym mikroskopie i ponownie znalez¢ ten konkretny obszar w innym, dla doktadniejszych analiz.

Interfejs oparty na jezyku skryptowym Python do automatyzacji i dostosowania do indywidualnych potrzeb Uzytkownikéw z informacjg zwrotng z eksperymentow.
Otwarty interfejs do oprogramowania zewnetrznego (np. MATLAB).

Definiowanie zaawansowanego zautomatyzowanego obrazowania.

Zaawansowane przetwarzanie obrazow przy uzyciu algorytmu uczenia maszynowego.

Modut laseréw URGB
(405, 488, 561, 640 nm, fabrycznie
zintegrowane ze Swiattowodem)

Modut lasera U
405 nm, fabrycznie zintegrowany ze
Swiattowodem

Swiattowdd z polaryzacja jednokierunkowa.

Typowy catkowity zakres dynamiki 10 000:1; modulacja bezposrednia 500:1
Laser diodowy (405 nm, 5 mW); laser klasy 3B

Laser diodowy (488 nm, 10 mW); laser klasy 3B

Laser diodowy (SHG) (561 nm, 10 mW); laser klasy 3B

Laser diodowy (640 nm, 5 mW); laser klasy 3B

Swiattowdd z polaryzacja jednokierunkowa.

Typowy catkowity zakres dynamiki 25:1

Laser diodowy (405 nm, 5 mW); laser klasy 3b; po zintegrowaniu system spetnia wymogi bezpieczenstwa z laserem klasy 2, z uproszczonymi wymaganiami instalacyjnymi.
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Wymagania dotyczace zasilania sieciowego

LSM 900 posiada gtéwny kabel zasilajacy oraz specyficzng dla danego kraju wtyczke lub wtyczke NEMA 5/15 (faza/zero/uziemienie 120V/15A). Plus pasujgce gniazdo sieciowe.

Napiecie
Czestotliwosc
Prad maks.
Wtyczka zasilania

Zuzycie energii

Emisja ciepta

Test EMC

100 V AC ... 125 V AC (+10 %)
50 ... 60 Hz

1 faza przy 9 A

NEMA 5/15

900 VA (praca ciagta; maksimum)
260 VA (tryb gotowosci)

0,011 VA (tryb wytaczenia)

700 W

220 V AC ... 240 V AC (+10%)

50 ... 60 Hz

1 faza przy 4,5 A

Specyficzna dla kraju wtyczka sieciowa

900 VA (praca ciagta; maksimum)
280 VA (tryb gotowosci)
0,025 VA (tryb wytaczenia)

700 W

Zgodnie z norma DIN EN 61326-1

1. Emisja zaburzen zgodnie z norma CISPR 11/ DIN EN 55011.

2. Odpornos¢ na zaburzenia zgodnie z tabelg 2 (sektor przemystowy)

Wymogi w zakresie ochrony $rodowiska

W celu eksploatacji system musi by¢ umieszczony w zamknietym pomieszczeniu.

1. Eksploatacja, okreslona wydajnos¢

N

. Gradient temperatury

. Czas nagrzewania

(<2 NI B N V)

. Wilgotnos¢ wzgledna

~N

. Wysokos¢ robocza

8. Strata ciepta

. Eksploatacja, zmniejszona wydajnos¢

Warning
LASER RADIATION
Avoid exposure to beam
Class 3 B laser product
IEC 60825-1: 2014

T =22 °C4+3 °Cbez przerwy (24 godziny na dobe niezaleznie od tego, czy system jest wigczony czy wytaczony). System nie moze by¢ umieszczony w bezposrednim

przeptywie powietrza z klimatyzacji dla zachowania stabilnosci termiczne;j.

. Przechowywanie, mniej niz 16 godzin T =-20 °C do 55 °C

+0,5 °C/h

T=15 °Cdo 35 °C, wszelkie warunki inne niz opisane w pkt. 1. i pkt. 4.

1 h dla standardowego obrazowania; >2h dla pomiaréw precyzyjnych i/lub dtugoterminowych

<65% w 30 °C
maks. 2000 m

700 W

176045
LASER RADIATION
Avoid direct exposure to beam SP :
Class HlIb Laser product m C us

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
AS PER EN 60825-1:2014
405nm max.1mW

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM

CLASS Il LASER PRODUCT
405nm max. TmW.

LSM 900 spetnia wymogi zawarte w normie IEC 60825-1:2014
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W skrocie

Zalety

Zastosowania

System

Technologia i szczegoty

Serwis

Polegaj catkowicie na naszym serwisie

System mikroskopowy ZEISS, jako jedno z Twoich najwazniejszych narzedzi, zawsze musi dziata¢ niezawodnie.
Naszym zadaniem jest zapewnienie dostepnosci wszystkich opcji mikroskopu, ktore umozliwia Ci uzyskanie
najlepszych wynikéw. Masz do wyboru catag game produktow serwisowych, z petnym wsparciem specjalistow
firmy ZEISS, réwniez na dtugo po zakupieniu przez Ciebie systemu. Niech szczegdlne chwile beda inspiracja
dla Twojej pracy —a my zadbamy o reszte.

Naprawiaj. Konserwuj. Optymalizu;j.

Uzyskaj maksymalny czas pracy ze swoim mikroskopem. Umowa serwisowa firmy ZEISS umozliwi Ci
zaplanowanie budzetu na koszty operacyjne, przy rownoczesnym ograniczeniu kosztownych przestojow
i osiggnieciu optymalnej wydajnosci Twojego systemu. Masz do wyboru rézne umowy serwisowe,
zapewniajace wiele opcji serwisu. Wspolnie ustalimy program ustug, ktory spetni Twoje potrzeby syste-
mowe i uzytkowe zgodnie ze standardami Twojej organizacji.

Nasz serwis na wezwanie takze zapewni Ci zdecydowane korzysci. Serwisanci ZEISS przeanalizuja i rozwiaza
problem — na miejscu badz przy uzyciu oprogramowania do zdalnej diagnozy uszkodzenia lub konserwacji.

Udoskonalenia dla Twojego systemu mikroskopowego

ZEISS udostepnia szereg roznych aktualizacji. Dzieki otwartym interfejsom utrzymasz wysoki poziom
technologiczny przez caty czas. Rezultat? Twoja praca bedzie bardziej efektywna, a aktualizacje i nowe
mozliwosci pozwola zwiekszy¢ produktywnos¢ Twojego mikroskopu i wydtuzy¢ jego zywotnosc.

Korzystaj ze zoptymalizowanych parametréw swojego systemu
mikroskopowego dzieki ustugom firmy ZEISS - teraz i przez
kolejne lata.

>> www.zeiss.com/microservice
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Carl Zeiss Microscopy GmbH

07745 Jena, Niemcy

microscopy@zeiss.com

www.zeiss.com/Ism900-mat


http://facebook.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
http://twitter.com/zeiss_micro
http://youtube.com/zeissmicroscopy

